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Zatizeni pro pripravu folii pro TEM a vzorka pro SEM a EBSD s vyuZitim
iontového bombardu

Cast 2. Komplex pkistroji pro provadéni rutinnich metalografickych
pozorovani a analyz a pouZiti vysokoteplotniho deformaéniho
zarizeni

Odiavodnéni vymezeni technickych podminek podle 8 156 odst. 1 pism. c) zakona ¢&. 137/2006 Sb., o

verejnych zakazkéch

Technickad podminka:

2.1. Réadkovaci
elektronovy mikroskop

Minimalni poZadavky na
SEM mikroskop jsou:

W-katoda.

Musi umoZznit zpracovani
ve vysokém vakuu
(kovy).

Rozliseni min. ...
Dekontaminator.
Komorova kamera.

SE detektor.
Energiove-disperzni
(EDS) spektrometr...
EBSD detektor odolny ...
Minimalni rozliseni CCD
kamery ...

Automaticka korekce
naklonu vzorku a WD.
Musi umoznovat snimani
a vyhodnocovani map ...
Schopnost indexace ...
Musi umoziovat snimani,
zobrazovani ... Zadny

z nabizenych detektord ...

Soucéasti sestavy musi byt
pocitacova stanice ...

Odivodnéni

Z&kladni parametry fadkovaciho elektronového mikroskopu jsou nezbytné z divodu
planovaného vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.
Parametry mikroskopu jsou dany potiebou zadavatele dosédhnout velké piesnosti

méfeni pti vysokych teplotach a zaroven zachovat co nejefektivnéjsi praci s daty a co
nejvetsi univerzalnosti zatizeni.

Z&kladni parametry EBSD a SE systému jsou nezbytné z duavoda planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry EBSD a SE systému jsou dany potiebou zadavatele doséahnout velké
presnosti materialovych analyz a zaroven zachovat co nejefektivnéjsi praci se vzorky
a daty a co nejvetsi univerzalnosti zafizeni. Zaroven musi systém spliovat podminku
vysoké teplotni odolnosti s ohledem na pldnované experimenty pii teplotach
do 1200 °C.

Zadny z nabizenych detektorti nesmi byt zalévany dusikem z diivodu v soucasné

dobg jiz zastaralé technologie, vétSi moZnosti poruch a vysSich nékladi na provoz a
udrzbu Zatizeni.

Zéakladni parametry PC sestavy jsou nezbytné z davodu pldnovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.




\f;ﬁ

Dodavatel zajisti
zakaznickou podporu ...
Zadavatel poZaduje
dodani min. jedné off-line
licence ...

Potizené snimky a data
musi byt moZzné uloZit
rovnéz v béznych
forméatech typu jpg, tif,
bmp, xls, doc.
Integrovany aktivni
antivibracni systém.

PInd integrace ohtivaného
deformacniho stolku ...
Minimalng ¢tyti dalsi
volné porty ...

Mikroskop musi
umoZznovat ...

... Komora musi umoznit

2.2. Ohiivany
deformaéni stolek

[stolky

Musi umoznovat
provadeéni tahovych i
tlakovych deformaci ...
Dodany deforma¢ni
stolek/stolky musi
umoznit ...

Rychlost deformace min.
v rozsahu 0,02 mm/s — 2
mm/s.

PoZadovany rozsah
deformacnich rychlosti ...

Soucasné s provadeénim
deformaci musi kazdy
stolek umoznovat ...

Kazdy dodany deformacni
stolek musi spl7iovat
nésledujici poZzadavky:
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Parametry PC sestavy jsou dany potiebou zadavatele dosdhnout velké piesnosti
materialovych analyz a zaroven zachovat co nejefektivnéjSi praci s daty a co nejvétsi
univerzalnosti zatizeni. Proto je poZadovana také moznost hodnoceni ziskanych dat

na jiném pocitaci, neZ ktery slouzi k izeni mikroskopu.

Parametry zajistuji relativné snadné a rychlé hodnoceni namétenych dat a jejich
export do standardné pouZivanych formati.

Vzhledem k dosavadnim zkusenostem s podobnymi piistroji instalovanymi na ZCU i
s ohledem na doporuceni vyrobcu elektronovych mikroskopu je antivibracni systém
nezbytny pro dosaZeni deklarovanych 3pickovych parametrti zatizeni. Nutno
kompenzovat pohyby budovy, obsluhy laboratote, vibraci od zafizeni provozovanych
v okolnich laboratotich apod.

Pro (spe&dné pouZiti ohtivaného deformacniho stolku je nezbytnd jeho plna
a bezproblémova integrace do komory mikroskopu se zohlednénim celkového
usporadani komory a detektoru. Pozadované podminky zajist'uji kompatibilitu obou
systémd, a tim i rychlou a uZivatelsky ptijemnou préaci s obéma zatizenimi.

Dalsi volné porty jsou nezbytné pro pozdéjSi bezproblémovou integraci dalSich
deformac¢nich zatizeni.

Z&kladni parametry stolku/stolki jsou nezbytné z divodu planovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Parametry stolku/stolkt jsou dany potiebou zadavatele dosédhnout velké piesnosti
méfeni a zaroven zachovat co nejefektivngjSi univerzalnost zafizeni. Proto jsou
poZadovany zékladni typy namahéni: tah, tlak, téibodovy ohyb a také cyklické
namahani. PoZadované deformacni rychlosti zacinaji nizSimi rychlostmi b&zné

pouzivanymi pii statickych mechanickych zkouskach a prechdzi do vyssich rychlosti
pouZivanych pii tvaieni kova.

Kazdy ohtivany deformacni stolek musi umozZnovat hodnoceni standardnich
mechanickych vlastnosti v zavislosti na teploté. Dale musi umoZiovat simulaci
deforma¢nich a teplotnich podminek skutecnych tvéiecich procesu a sledovani
odezvy materiélu in-situ. Pro zadavatele je nezbytné sledovat teplotni stabilitu fazi a
zavislost fAzovych ptemén na podminkach zpracovani.




Soucasti  deformagniho
stolku musi byt teplotni
Stit, ktery ...

Musi umoZiovat min.
manudlni synchronizaci...

Béhem vsech
experimentt  musi byt
mozno...

Musi byt moZno
provadét...

Deforma¢ni  stolek musi
byt mozno ...

Nesmi ovliviiovat ...

Musi byt mozno pouZit
min. pro ploché vzorky s
délkou cca 3 cm.

Musi umoznovat snadné
uchyceni vzork ...
Soucésti dodavky musi

byt...

Deformacéni stolek musi
byt mozno ...

Deformaéni stolek nesmi
negativné ovlivnit ...

Soucésti dodavky musi
byt zafizeni ...

V cené sestavy musi byt
dale zahrnuto:

Samostatny systém pro
rychly ohtev a deformaci
vzorkad, ...

Tento  systém  musi

zahrnovat:

e Laserovy systém
ohtevu vzorku, ...

e Min. tfi min. 25
W lasery
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Z&kladni parametry ohievu stolku jsou nezbytné z diavodi planovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Parametry ohtevu jsou dany potiebou zadavatele dosahnout velké presnosti meieni a
z&roven zachovat co nejefektivnéjsi univerzalnost zatizeni.

Moznost sledovani vzorku komorovou kamerou, SE i EBSD detektorem je nutna ke
studiu rekrystaliza¢nich d&ja a fazovych premen.

Pro piesnou analyzu procesi probihajicich pti tepelné-mechanickém zpracovani
kovu je nezbytna synchronizace teplotnich a deformacnich rezimi a rovnéZz moznost
presné sledovat prabeh fazovych piemeén v kazdém okamziku zpracovani.

Rozmery a typ vzorku, stejné jako jejich uchyceni do stolku, jsou nezbytné z divoda
planovaného vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu,
s ohledem na technické moZnosti standardnich SEM mikroskopu a jednolitych
analytickych metod arovnéz z davoda zamySleného vyzkumu a vyvoje
tj. z planovaného vyuZziti v projektu. Ploché vzorky jsou nezbytné rovnéz z diavodu
planované kombinace deformac¢nich a EBSD experimentti.

Tyto parametry stolku jsou nezbytné z davoda planovaného vyzkumu a vyvoje, tj.
zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Parametry stolku jsou dany potiebou zadavatele dosdhnout velké presnosti métfeni a
z&roven zachovat co nejefektivnéjsi univerzalnost zatizeni.

Parametry zohlednuji uZivatelsky piijemné a bezpe¢né pouZivani deformacniho
stolku v ramci nabizeného SEM. Zaroven zajistuji SirSi pouZitelnost deformac¢niho
zatizeni rovn&Z mimo komoru mikroskopu, napt. v kombinaci se svételnym nebo
konfoké&lnim mikroskopem.

Pro piesné a spolehlivé méteni a fizeni teplot béhem experimentd je nezbytné zajistit
kvalitni pfipevnéni termoc¢lankt na povrch vzorku.

Unikatni zatizeni, které musi umoznovat velmi rychly ohtev a deformaci malych
kovovych vzorka in-situ. Komeréné nabizena zatizeni integrovand do SEM nespliuji
poZadované parametry. Tyto parametry jsou dilezité pro simulaci chovani materialu
pti mnoha technologickych procesech zpracovani oceli.

Minimalni teplota ohitevu vychazi zteplot bé&Zné¢ pouZivanych pro komeréni
zpracovani vysoce-pevnych oceli. Pro dostatecné efektivni a rychly ohiev kovového
vzorku jsou poZzadovany min. tii laserové zdroje s dostatecnym vykonem. Pro
zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu zatizeni i mikroskopu je tieba umistit




Piivod tepla
k vzorku musi byt
zajisten ...

Intenzitu kazdého
laseru a koncovou
polohu  kazdého
optického vlakna

Teplotni
chréanici
mikroskop a jeho

Stit,

Systém musi byt
pouzitelny — min.
pro tahovée a
tlakové namahani
plochych vzorku

Linearni pohon se
zdvihem min.
25mm. Spickové
zatizeni min. 900
N, trvalé zatizeni
min. 250 N.

Max.  zrychleni
motoru

s pridanym
méticim
systémem 90 m/s’
nebo vetsi.

Ridici jednotka
Reeni  systému
musi umoznit
umisténi  fidici
jednotky vne
mikroskopu.

Ovladani az 5
termoelementa.
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laserové zdroje mimo vakuovou komoru mikroskopu, a zajistit transfer tepla od
zdroju ke vzorku.

Je nezbytnou podminkou pro zajisténi rovnomeérného rozlozeni teplotniho gradientu
po celé aktivni délce a prarezu vzorku.

Je nezbytny pro bezpeény provoz zatizeni v komote SEM.

Je nezbytné pro srovnani dosazenych vysledka s komer¢nimi deformacnimi stolky,
které jsou standardné navrZzené pro ploché vzorky a rovnéz nezbytné pro pozorovani
zmén struktury s pomoci EBSD detektoru.

Uvedené parametry musi zajiStovat velmi rychlou deformaci ocelovych vzorku
poZadovanych rozmért. Dosahované rychlosti deformace budou fadové odpovidat
redlnym rychlostem pti zpracovani oceli napt. rotacnim zp&tnym protlacovanim.

Ridici systém (jednotka) je nezbytna pro programovani (nastaveni) piesnych
parametri ohfevu a deformace. Pro zajiSténi spolehlivého a bezpe¢ného provozu
zatizeni i mikroskopu je nezbytné umistit fidici jednotku vné vakuové komory
mikroskopu.

Kontrola teploty vzorku na vétS§im poctu mist pro zajisténi homogenniho teplotniho
pole.




e Software
fizeni ...

e Software
umoznit ...

e Volng
nastavitelny
rezim ...

e Musi umoziovat
Musi
umozhovat
regulaci rychlosti

pro

musi

Dodani minimalng
nasledujiciho vybaveni
pro SEM ...

Min. 3
s veSkerym
prislusenstvim ...
Tlumici box, ktery musi
umoznit ...

Pokud je pro provoz
zafizeni nezbytny...

W-katody

VSechny technické plyny
nezbytné ...
Bezplatny on-line help ...

Zaruka na veskeré
dodavané zatizeni: ...

Zadavatel poZaduje, aby
jednotlivd dodand zatizeni

Zadavatel pro vylouceni
jakychkoliv  pochybnosti
uvadi, ...

JUDr. Daniel Volopich
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Je nezbytné pro nastaveni teplotnich a deformacnich parametra zpracovani vzorki,
které co nejptesnéji odpovidaji redlnym procesim zpracovani oceli, je nezbytné
zajistit presné nastaveni prubéhu teploty a deformace a jejich vzajemnou
synchronizaci.

Nezbytné pro zajisténi bezproblémové obsluhy a 0drZzby dodaného zatizeni.
Laboratot pro piipravu metalografickych vzorka bude vybavena na vyrobu vzorka [
30 mm.

Zadavatel poZaduje rovnéz dodani dalSich vétSich zatizeni a doplnku, kterd nejsou
soucasti vlastniho mikroskopu, nicméné jsou naprosto nezbytné pro bézny provoz a
vyuZiti dodavaného SEM-FIB systému. Zaroven zadavatel poZaduje dodani
technickych plyna nezbytnych pro zahajeni provozu zatfizeni, aby mohl bez
zbyte¢ného odkladu a dalSich finanénich ¢i jinych vydajt zahgjit planovanou ¢innost
na dodaném zatizeni.

S ohledem na specificky komplex zafizeni zadavatel poZaduje prodlouZeni standardni
zaruky 0 12 mesica (na celkem 36 mésicu) z diavodu stavajicich zkuSenosti
zadavatele s obdobnymi ptedméty plnéni, kdy Zivotnost klicovych komponent
predmétu pInéni ne vZdy odpovida o¢ekavané Zivotnosti. Na zakladé této skutecnosti
se zadavatel rozhodl o navy3eni piedpokladané hodnoty piedmétu pInéni o 650 000
K¢ bez DPH.

Zadavatel poZaduje standardni podminky uvedeni do provozu véetné moznosti
predinstalacniho ovéreni vhodnosti vybranych prostor k instalaci zatizeni.

Vzajemna kompatibilita dodaného komplexu zatizeni je nutna z divodu bezpec¢ného
provozu predmétu dodavky s vyloucenim vesSkerych rizik poSkozeni jednotlivych
zarizeni nebo celého komplexu zatizeni.

Nezbytnd podminka optimalniho vyuZiti Zatizeni z divoda planovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Mikroskop i jeho software bude vyuzivan v rdmci vyuky studentt a zéroven pro
ucely vyzkumu i pro eSeni praktickych pramyslovych problémii.
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